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研磨技術と硬さ測定装置仕様

従来は困難であったガラス・セラミックスの硬度測定技術を確立しました。
お客様の問題解決・開発を支援します。

ガラス、セラミックスの硬度測定

Cat.No 3S2J-029-01-120308

● 研磨技術 ： 機械研磨と断面イオンミリングの併用

断面イオンミリングの特徴
◆鏡面研磨の試料表面の研磨疵やダレを除去できる。

● 対象試料 ： ガラス、セラミックス等

＜硬さ試験機＞

● 測定用圧子 ： ダイヤモンド

● 試験荷重 ： 10、20、30、50、100、200、300、500、1000（g）

● 試験片寸法 ： 最大φ50mm×高さ25mm、

（測定面は最大5mmφの鏡面）

断面イオンミリング加工装置：日立ハイテク社製 IM4000 硬さ測定装置：ミツトヨ社製HM-221

圧痕観察例 (素材はガラス)

機械研磨+断面イオンミリング後の圧痕の状態
(○で囲んだものが圧痕)

ガラス

従来できなかったガラス・セラミックスの
硬度測定が可能になりました。


